
系統功能



設備概觀

1號與2號化學櫃

溫溼度控制器溫度控制器

ACT8設備主體



ACT8設備主體-正面

COaT process station

DEVelop process station

UNit Cassette 

& Cassette block Robotics Arm



服務內容

一、 僅接受標準製程委託操作。

二、 wafer限制：

僅接受8吋標準Si wafer。

1. wafer不能有缺角或裂痕。

2. wafer表面若為金屬膜或退火處理後之薄膜，目視薄膜不能有附著不良或剝離
現象。

3. wafer背面，目視不能有髒污或損傷。

4. wafer經特殊製程，目視不能有變形。

三、 正常代工操作下，wafer損傷之意外風險並非為零。非人為疏失所造成之
wafer代工損傷風險由委託者承擔。

四、 本規定注意事項若有未盡事宜處將適時修訂。請委託者於委託前務必再次詳
閱本注意事項。

※修訂日期：2019/4/12


